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材料の破壊閾値よりわずかに高いフルエンス（単位面積あたりのレーザーエネルギー：J/cm2）

のパルスレーザーを材料に照射すると、その表面が飛散剥離し（アブレーションと呼ぶ）加工痕

跡ができる。特にフェムト秒のパルスレーザーが照射されると、原子レベル以下の深さで掘れる

1)だけでなく、加工痕底面にはレーザー波長（l=800nm やl=85µm）よりも、はるかに短い格子間隔

（ l/13 図 (a) や l/252) 図 (b) ） の 微 細 周 期 構 造 （ Laser Induced Periodic Surface 

Structures :LIPSS）が自己組織的に形成する。1997 年以降 3)、フェムト秒レーザーによる LIPSS

形成について多くの研究報告がなされてきたが、レーザー照射された表面状態変化を高い時空間

分解能で計測（その場計測）する手段がなく微細構造

形成機構に関係する相互作用物理の理解は進んでいな

い。我々は先端ビーム（レーザー、X線、電子線）を用

いた「その場計」のための高時空間分解計測器の開発

に取り組んでいる。応用面では、フェムト秒レーザー

により形成される LIPSS は、大気・常温下で幾何学形

状に加え結晶状態 4)5)も制御できることから機能材料

創成として有望なプロセス技術として期待されてい

る。講演では、フェムト秒レーザー微細構造形成機構

に関する知見に加え、電子パルスやレーザーを用いた

フェムト秒レーザー微細構造形成のその場計測、そし

て微細構造物の応用例(太陽電池の反射率低減)6)の最

新成果を紹介する。 
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 図  SEM 観察像 (a)近赤外（l=800nm ）フェムト秒

レーザーによりチタン表面に形成された微細周
期構造(格子間隔 l/13) (b)THz 波（l=85µm ）レ
ーザー照射によりシリコン表面に形成された微
細周期構造(格子間隔l/25)2).白矢印は偏光方向
を示す。  
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